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比較的低温度の磁化プラズマにおける

イオン温度計測法としてイオンセンシティ

ブプローブ(ISP)は広く用いられてきたが
[1,2]、標準的 ISP の計測原理によれば本来
受かるはずのない電子電流により、プロー

ブ電流−電圧特性が汚染されることが多く
の実験で確認されている[3−5]。本研究では、
その原因と解決法を見いだし、正確なイオ

ン温度計測を実験的に示した。 
標準的 ISP計測の原理では、イオンと電

子のラーマー半径の大きな差を利用し、イ

オン電流のみをコレクターで捕集する。通

常のラングミュアプローブ計測では桁違い

に大きな電子電流に覆い隠されてしまう、

イオンのパラメータ（温度、密度、空間電

位）のみに依存したイオン電流−電圧特性が
計測できるので、イオン温度を得ることが

できる。標準的 ISP では、磁場に垂直方向
に向けたコレクターに入射する電子をブロ

ックするのに、図 1 のようにガード電極や
セラミックケーシングを利用する。しかし、

ほとんどの ISP 計測実験で観測されている
ように、この標準的な方法では電子電流を

零にすることはできなく、得られた電流−
電圧特性には電子電流の寄与がかなり大き

な割合で混入している。 
詳細はポスター講演で発表するが、原因

は、標準的 ISP モデルでは無視されている
イオン電流による空間電位だと考えられる。

図 1 に示すように、コレクターの入口部に
金属メッシュを設置することでこの問題は

解決できる。図 2は、標準的 ISPと新型の
ISP により得られた電流−電圧特性である。
標準的 ISP では完全に電子電流に汚染され、
通常のラングミュアプローブの電流−電圧
特性のようであるが、金属メッシュを設置

した場合、電子電流成分はほぼ零になって

いることがわかる。この計測で評価された

イオン温度は 0.4 eVである。 
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Fig. 1 The new ISP sensor structure with 
electric circuit components. 

 
Fig. 2 I-V characteristic curves measured by 
(a) the conventional Katsumata probe, and 
(b) the new ISP with a mesh electrode. 

 


